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Vorrichtunq zum ZusammenfQaen von Substraten 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Zusammen- 
fugen von wenigstens zwei jeweils ein Innenloch aufweisenden Substraten. 

5 

Viele Datentrager, wie beispielsweise DVD's bestehen in der Regel aus zwei 
miteinander verklebten Substraten. welche zum Verkleben zentriert zusam- 
mengefugt werden. Dabei wird in der Regel ein erstes mit einer Klebschicht 
versehenes Substrat auf einer ebenen Unterlage abgelegt und anschlieRend 
10 wird ein zweites Substrat mittels einer Handhabungsvorrichtung Qber das er- 
ste Substrat bewegt und damit zusammen gebracht. Dabei mud die Handha- 
bungsvorrichtung sowohl in der Lage sein, die Substrate genau zueinander 
auszurichten, als auch die Substrate gieichmSl^ig zusammen zu drQcken. Eine 
derartige Handhabungsvorrichtung ist jedoch sehr aufwendig und anfallig ge- 




15 genuber Storungen, was zu UnregelmaRlgkeiten beim Zusammenfugen fQhrt 
und die Funktion des Datentragers beeintrachtigt und ihn gegebenenfalls un- 
brauchbar macht. 

Ausgehend von der oben beschriebenen Vorrichtung liegt der Erfindung die 
20 Aufgabe zugrunde, eine einfache und kostengiinstige Vorrichtung zum Zu- 
sammenfugen von Substraten vorzusehen, mit der das Zusammenfugen si- 
cher, genau und mit kleiner Ausschu&rate moglich ist. 



ErfindungsgemaK wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung zum Zusam- 
25 menfUgen von wenigstens zwei jeweils ein Innenloch aufweisenden Substra- 
ten gelost, die einen den Innenlochern der Substrate angepa&ten Stift auf- 
weist, der wenigsten zwei radial zum Stift bewegbare Nasen aufweist, auf de- 
ren geraden AuIlenflSchen die Innenlochkanten der Substrate beim ein Bewe- 
gen der Nasen zum Stift hin nach unten gleiten. Der Stift ermoglicht, daB die 
30 Substrate beim Zusammenfugen genau zentrisch und parallel zueinander ge^ 
fuhrt werden. Insbesondere werden die Substrate durch die geraden AuSen- 
flachen der Nasen planparallel zueinander gehalten und die geraden AuSen- 
flachen sehen beim zusammenfugen einen konstanten Bewegungsablauf vor. 
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Durch die Verwendung des Stifts konnen die Anforderungen an eine Handha- 
bungsvorrichtung erheblich verringert werden, so daS hiermit assoziierte Ko- 
sten entfallen. 

5 Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung halten die - 
Nasen die Substrate vor dem ZusammenfDgen beabstandet, so da& sie auf 
dem Stift abgelegt, und anschlieSend in eine Zusammenfugstation transpor- 
tiert werden kdnnen, in der sie zusammengefugt werden. Vorteilhafterweise ist 
der Stift ein Zentrierstift, der wenigstens im unteren Bereich einen AuSenum- 
10 fang aufweist, der dem Innenumfang der Innenlooher der Substrate entspricht. 
um diese genau zueinander auszurichten. 

Fur eine besonders einfache und kostengiinstige Ausgestaltung der Erfindung 
sind die Nasen schwenkbar am Zentrierstift angebracht. Vorteilhafterweise 
15 sind die Nasen durch wenigstens eine Vorspanneinheit nach auBen vorge- 
spannt, um ein kontrolliertes Zusammenfugen der Substrate zu erreichen. Da- 
bei weist die Vorspanneinheit vorzugsweise wenigstens eine Feder auf. 

Bei einer AusfQhrungsform der Erfindung sind die Nasen durch Druckaus- 
20 ubung auf die Substrate zum Stift hin bewegbar, so da& die Substrate durch 
einfache Druckausubung kontroiiiert zusammengefugt werden konnen. 

m Bei einer alternativen AusfQhrungsform der Erfindung ist ein die Nasen radial 
bewegendes Betatigungselement vorgesehen. welches die Bewegung der Na- 

25 sen steuert. Zu diesem Zweck sind die Nasen vorzugsweise ais Hebelarme 
ausgebildet, um eine einfache Betatigung derselben zu ermoglichen. Vorteil- 
hafterweise ist das Betatigungselement zwischen die Nasen einfuhrbar und ist 
konisch ausgebildet, um auf einfache Weise eine gleichmaSige Bewegung der 
Nasen zu ermoglichen. Fur eine gute Gleitbewegung zwischen den Nasen und 

30 dem Betatigungselement sind die Enden der Nasen vorteilhafter Weise abge- 
rundet. 




Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung ist die Vorspannung der 
Nasen verdnderbar, um ein gesteuertes Gleiten der Substrate entlang der 
AuBenflachen der Nasen zu ermaglichen. Vorteilhafterweise ist ein im Stift 
angeordneter Konus vorgesehen, der entgegen einer Vorspannung bewegbar 
5 ist. Dabei ist der Konus vorzugsweise gegen eine Feder bewegbar. 

Vorzugsweise ist zwischen dem Konus und den Nasen ein Vorspannelement 
vorgesehen, um eine kontrollierbare Vorspannung der Nasen vorzusehen. Die 
nach auBen gericiitete Vorspannung der Nasen ist dabei vorzugsweise uber 
10 eine Bewegung des Konus veranderbar. 

Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden nachfol- 
gend anhand von bevorzugten AusfUhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf 
die Figuren eriautert. Es zeigen: 

15 

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht durch einen Zentrierstift gemaB der 

vorliegenden Erfindung vor dem Zusammenfugen zweier Substrate; 
Fig. 2 eine schematische Schnittansicht des Zentrierstifts gemaS Fig. 1, wah- 
rend dem Zusammenfugen der Substrate; 
20 Fig. 3 eine schematische Schnittansicht des Zentrierstifts und einer Substrat- 
Handhabungsvorrichtung zum Entnehmen der Substrate vom Stift; 
Fig, 4 eine ProzeRstation zum ZusammenfOgen zweier Substrate, welche ei- 
nen Zentrierstift gemaS der vorliegenden Erfindung beinhaltet, und zwar 
in einer gedffneten Position; 
25 Fig. 5 eine Ansicht Shnlich wie Fig. 4, wobei die ProzeSstation in einer ge- 
schlossenen Position vor dem ZusammenfOgen zweier Substrate ge- 
zeigt ist; 

Fig. 6 eine ahnliche Ansicht zu Fig. 4, wobei die ProzeRstation wahrend dem 
Zusammenfugen zweier Substrate gezeigt ist; 
30 Fig. 7 eine Ansicht ahnlich zu Fig. 4, einer altemativen ProzeRstation zum Zu- 
sammenfugen zweier Substrate. 




Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines Zentrier- und 
Haltestifts 1 zur Aufnahme von Substraten 2. 3. Der Stift 1st in einer nicht dar- 
gestellten Aufnatime aufgenommen, die ein Auflage fQr die Substrate 2,3 defi- 
niert. EIne. Zusammenfugstation, in der der Stift einsetzbar ist. ist beispiels- 
weise in der auf dieselbe Anmelderin zurQckgehendeh und am selben Tag, 
wie die vorliegende Anmeldung eingereichten Patentanmeldung mit dem Titel 
"Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen eines DatentrSgers " gezeigt, die, 
um Wiederliolungen zu vermeiden, zum Gegenstand der vorliegenden Anmel- 
dung gemachtwird. 

Der Stift 1 besitzt einen nach oben geoffneten Hohlraum 5, der seitlicli durch 
eine Seitenwand 7 und nacli unten durch einen Boden 8 des Stiffs 1 begrenzt 
ist. Der AuBenumfang der Wand 7 ist an die Form der Innenloclier der Sub- 
strate 2, 3 angepaSt und insbesondere in einem unteren Bereich besitzt der 
Stift einen genau geschliffenen AuSenumfang, um eine gute Zentrierung und 
Fiihrung der beiden Substrate 2, 3 zueinander sicherzustellen. An ihrem obe- 
ren Ende ist die Wand abgeschr§gt, so daB sie eine sich nach oben verjun- 
gende Schrage 9 definiert. Die SchrSge 9 ermoglicht eine Zentrierung und 
FQhrung der Substrate bei der Aufnahme auf dem Stift. 

An der Seitenwand 7 des Stifts 1 ist eine Vielzahl von Nasen 10 angebracht, 
von denen zwei in den Figuren 1 bis 3 dargesteilt sind. Bei der derzeit bevor- 
zugten Ausfuhrung sind vier Nasen 10 vorgesehen. Die Nasen 10 sind in ge- 
eigneter Weise schwenkbar an der Wand 7 des Stifts 1 angebracht, um zwi- 
schen den in Figur 1 und 2 gezeigten Positionen schwenkbar zu sein. 

Die Nasen 10 werden Qber Druckfedern 12 vom Stift 1 weg radial nach auBen 
in die in Figur 1 gezeigte Position vorgespannt, wie nachfolgend noch naher 
beschrieben wird. Im Hohlraum 5 des Stifts 1 ist ein Konus 13 vorgesehen, 
der sich nach oben verjungt. Der Konus 13 ist innerhalb des Hohlraums 5 ver- 
tikal beweglich angeordnet, und iiber eine Feder 15 nach oben in die in Figur 
1 gezeigte Position vorgespannt. 




Die Druckfedern 12 stUtzen sich mit einem Ende an dem Konus 13 ab, und mit 
ihrem anderen Ende an den Nasen 10, um diese nach au&en zu drQcken. Da- 
bei kdnnen die Federn 12 entlang der konischen Flache des Konus 13 gleiten, 
wodurch die nach auSen gerichtete Vorspannkraft verandert wird. 

Bin niclit dargestellter Federring erstreckt sich um das untere Ende der Na- 
sen. um diese zu dem Stift 1 hin in die in Figur 1 gezeigte Position zu Ziehen. 
Dabei ist die Federkonstante des Federrings so gering, da& sie die durch die 
Druckfedern 12 ausgeUbte, nach au&en gerichtete Vorspannkraft nicht Qber- 
10 steigt, solange sich der Konus 13 und somit die Innere Abstutzung der Federn 
12 in der in Figur 1 gezeigten Position befindet. Wenn der Konus 13 wie in 
Figur 2 Qber einen Stab 17 nach unten gedruckt wird, gleiten die Federn 12 
entlang der konischen Flache des Konus 13, wodurch die nach au&en ge- 
richtete Vorspannkraft der Federn 12 verringert wird. In dieser Position reicht 
15 die Federkonstante des Federrings aus. die Nasen 10 zum Stift 1 hin in die in 
Figur 2 gezeigte Position zu Ziehen. 

Wahrend der Bewegung der Nasen 10 zwischen der in Figur 1 gezeigten Po- 
sition und der in Figur 2 gezeigten Position gleitet das Substrat 2 entlang der 
20 AuRenflachen der Nasen 10 in Richtung des Substrats 3. Dabei sehen die ge- 
raden AuSenflachen der Nasen 10 eine gute Fuhrung des Substrats 2 vor, 
was ein Verkippen des Substrats verhindert. Diese Fuhrung wird bei im we- 
sentlichen konstantem Kraftverlauf beibehalten, bis das Substrat 2 auf dem 
Substrat 3 liegt. 
25 

Der Stab 17 kann Teil eines nicht dargestellten Druckstempels sein, der zum 
Zusammendrucken der Substrate 2, 3 dient. 

Ansteile der oben beschriebenen Anordnung von Druckfedern 12 zum 
30 NachauBendrucken der Nasen 10 und einem nicht dargestellten Federring 
zum Zusammenziehen der Nasen ware es auch moglich, daB die Nasen 10 
direkt den Konus 13 kontaktieren und in der in Figur 1 gezeigten Position 
durch den Konus 13 nach auBen gedruckt werden. Wenn der Konus 13 in die 



> 
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in Figur 2 gezeigte Position bewegt wird, gleiten die Nasen entlang der koni- 
schen Oberflache des Konus 13 und werden durch den nicht dargestellten 
Federring in die in Figur 2 gezeigte Position gezogen. Der selbe Effekt konnte 
auch erreicht werden, wenn die in Figur 1 gezeigten Federn 12 als Zugfedern 
5 ausgebildet wSren. 

Figur 3 zeigt eine Substrat-Handhabungsvorrichtung 20 zum Entnehmen der 
zusammengefugten Substrate 2, 3 vom Stift 1. Die Handhabungsvorrichtung 
20 weist einen Distanzstab 22 zum Herunterdrucken des Konus 13 auf, urn 
10 die Nasen 10 vor der Entnahme in ihre eingefahrene Position gemaS Fig. 3 zu 
bewegen. Die Handhabungsvorrichtung 20 weist ferner Vakuumfinger 24 auf, 
von denen zwei in Figur 3 dargestellt sind, mit denen die Substrate 2, 3 an die 
Handhabungsvorrichtung 20 angesaugt und daran gehalten werden. Die Va- 
kuumfinger 24 sind bezuglich eines Hauptkorpers 25 der Handhabungsvor- 
15 richtung 20 hohenverschiebbar, wie beispielsweise mittels eines Balgenme- 
chanismus, um eine hohenmaSige Relativbewegung zwischen dem Distanz- 
stab 22 und den Vakuumfingern 24 zu ermSglichen. 

Nachfolgend wird eine Ausfuhrungsform der Erfindung anhand der Fig. 4 bis 7 
20 beschrieben. wobei dieselben Bezugszeichen wie in den Fig. 1 bis 3 verwen- 
det werden, sofern gleiche Oder gleichartige Teile betroffen sind. 

^ Fig. 4 zeigt eine ProzeBstation 30 zum Zusammenfugen von Substraten 2. 3 
zur Bildung einer DVD. Die ProzeRstation 30 weist einen Auflageteil 32, sowie 

25 einen ProzeSkammerteil 34 auf. Der Auflageteil wird im wesentiichen durch 
einen Grundkorper 36 gebildet, der eine Auflage fur das Substrat 3 definiert. 
Wie am besten in Fig. 7 zu sehen ist. besitzt der GrundkSrper 36 eine nach 
oben weisende Flache 38, die in einem unter dem Substrat befindlichen Teil 
eine Vertiefung 39 aufweist, um bei aufgelegtem Substrat eine Kammer 40 

30 zwischen dem Substrat 3 und dem Grundkorper 36 zu bilden. Die Kammer 40 
ist Qber Leitungen 41, 42 mit einem unter Druck stehenden Fluid beaufschlag- 
bar. um wahrend eines Zusammenfugvorgangs einen nach oben gerichteten 
Druck gegen das Substrat auszuuben. Ober in der Flache 38 angeordnete O- 



Ringe 45, 46 wird die Kammer nach au&en abgedichtet, sodaH wahrend des 
ZusammenfQgvorgangs kein Fluid aus der Kammer entweicht. 

In der Fiache 38 ist im Mittelbereich eine weitere Vertiefung 47 ausgebildet, in 
5 der ein Zentrier- und Haltestlft 50 aufgenommen ist. Der Stift 50 welst 
schwenkbar daran angebrachte Nasen 51 auf, die gerade AuBenflSchen 53 
besitzen. Der Stift 1 weist elnen radial bezuglich der Nasen 51 innen llegen- 
den Zapfen 55 auf, der sich von unten zwischen die Nasen 51 erstreckt, und 
zwar bis zur Hdhe der Schwenkanbringung der Nasen. Zwischen den Nasen 
10 und dem Zapfen sind Druckfedern 56 angeordnet, die die Nasen 51 radial 
^ nach auQen drQcken. Dabei bilden die Nasen 51 eine sich nach unten erwei- 
B ternde konische Form, auf der ein Substrat 2 abgelegt werden kann. Durch 
die Federn 56 werden die Nasen mit einer ausreichenden Kraft nach auBen 
gedrQckt, urn das Substrat 2 in der in Fig. 4 gezeigten Position zu halten. Um 
15 die Substrate 2, 3 zusammenzufugen wird von oben, fiber eine nachfolgend 
noch beschriebene Vorrichtung, ein Druck auf das Substrat 2 angelegt, der 
ausreicht. die Federkraft zu Qberwinden und ein nach innen Schwenken der 
Nasen 51 zu bewirken. Dabei gleiten das Substrat 2 entlang der geraden Au- 
Renflachen 53 der Nasen 51 und wird wahrend der Gleitbewegung genau ge- 
20 fuhrt, wodurch ein Verkippen des Substrats 2 verhindert wird. Das Substrat 2 
wird im wesentlichen solange gefuhrt, bis es mit dem Substrat 3 in Kontakt 
kommt und mit diesem zusammengedrQckt wird. 

Der ProzeSkammerteil 34 weist ein Gehause 60 auf, das eine nach unten ge- 
25 offnete Kammer 62 definiert. Das GehSuse 60 und der Auflageteil 32 sind re- 
lativ zueinander bewegbar. wobei das GehSuse auf der Oberflache 38 des 
Auflageteils 32 positlonierbar ist, um die Kammer 62 in dem Gehause 60 nach 
unten abzuschlieSen. Die Kammer 62 kann Qber eine Leitung 64 entlQftet 
werden, sodaS ein Zusammenfugvorgang der Substrate 2, 3 im Vakuum erfol- 
30 gen kann. 



In der Kammer 62 ist eine beweglicher Stempel 65 angeordnet, der in einer 
nach unten weisenden Oberflache 67 eine Vertiefung 68 aufweist, um zwi- 
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30 
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schen dem Stempel 60 und dem Substrat 2 eine Kammer 70 zu bilden wenn 
der Stempel 60 in Kontakt mit dem Substrat 2 bewegt ist, wie in Fig. 6 gezeigt 
ist. Die Kammer 70 ist durch O-Ringe nach auBen bzw. nach innen abge- 
dichtet. Die Kammer 70 ist in gleicher Weise wie die Kammer 40 mit einem 
Fluid beaufschlagbar, um das Substrat 2 wahrend eines FOgevorgangs nach 
unten gegen das Substrat 3 zu drucken, Ein ZusammendrQcken der Substrate 
Qber eine in die Kammern 40, 70 eingeleitetes Fluid sieht einen gleichmSBi- 
gen Flachendruck an den Substraten vor und gewahrleistet somit einen guten 
Fugevorgang. 



Anhand der Fig. 4 bis 6 wird nun eine Zusammenfiigen der Substrate erlau- 
tert. Wie in Fig. 4 zu sehen ist, ist ein erstes Substrat 3 auf der Oberflache 38 
des Auflageteils 32 abgelegt, und ein zweites Substrat ist auf den Nasen 51 
des Stifts 50 abgelegt, wodurch ein definierter Abstand zwischen den Sub- 
15 straten beibehalten wird. Das Gehause 60 des ProzeSkammerteils 34 Ist von 
der Oberflache 38 des Auflageteils 32 entfernt. 

AnschlieBend wird das Gehause 60, wie in Fig. 5 gezeigt ist, auf der Oberfla- 
che 38 Positioniert, um eine geschlossenen ProzeSkammer 62 zu bilden. Nun 
20 wird die ProzeBkammer Qber die Leitung 64 entluftet, um das nachfolgende 
Zusammenfugen der Substrate unter Vakuumbedingungen durchzufuhren. 
Hierdurch werden Lufteinschlusse zwischen den Substraten beim Zusam- 
menfugen verhindert. 

25 Der Stempel 65 wird abgesenkt, bis er mit dem Substrat 2 in Kontakt kommt, 
und dann wird das Substrat 2 durch den sich weiter absenkenden Stempel 65 
nach unten gedruckt. Dabei werden die Innenlochkanten des Substrats 2 
durch die sich nach innen schwenkenden Nasen 51 gefUhrt, wodurch ein Ver- 
kippen des Substrats 2 verhindert wird. 



Sobald das Substrat 2 so weit abgesenkt ist, dad es mit dem Substrat 3, ins- 
besondere mit einer darauf befindlichen Klebeschicht in Kontakt kommt, wie 
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es in Fig. 6 gezeigt ist. wird unter Druck stehendes Fluid in die Kammern 40, 
70 eingeleitet, urn die Substrate 2, 3 kontrolliert zusammenzudrQcken. 

Statt der oben beschriebenen Zusammenfiigvorrichtung 30 kann selbstver- 
standlich auch eine andere geeignete Vorrichtung in Verbindung mit dem 
Zentrier- und Haltestift verwendet warden. Ein Beispiel fiir eine derartige Vor- 
richtung ist in der auf dieselbe Anmelderin zuruckgehenden und am selben 
Tag eingereicliten Patentanmeldung mit dem Titel "Vorrichtung und Verfahren 
zum Hersteilen eines Datentragers" beschrieben, die insofern zum Gegen- 
stand der vorliegenden Anmeldung gemacht wird um Wiederholungen zu ver- 
meiden. 



Fig. 7 zeigt eine Auflageeinheit 32 einer ProzeBstation 30 gemaS der Fig. 4 
bis 7. wobei zusatzfich ein Betatigungselement 74 gezeigt ist, das zum 
Schwehken der Nasen 51 des Stifts 50 geeignet ist. Das Betatigungselement 
74 welst einen Schaft 76, sowie einen daran befestigten Konus 78 auf. Natur- 
lich konnten der Schaft 76 und der Konus 78 auch einteilig ausgebildet sein. 
Der Konus 78 weist sich nach unten verjungende Oberflachen 79 auf, die zwi- 
schen die Nasen 51 des Stifts 50 eingefQhrt werden kQnnen, wie in Fig. 7 an- 
gedeutet Ist. Wenn der Konus zwischen die Nasen 51 eingefQhrt wird, kommt 
er mit abgerundeten Endteilen 80 der Nasen 51 in Kontakt und drQckt diese 
bei einer welter nach unten gerichteten Bewegung des Konus 78 auseinander. 
Dadurch werden die Nasen, insbesondere die geraden AuSenfiachen 53, ent- 
gegen der nach au&en gerichteten Vorspannung der Federn 56 in Richtung 
des Stifts 50 nach innen geschwenkt. Der Konus kann die Nasen vollstandig 
nach innen schwenken, um eine Bewegung von Substraten entlang des Stifts 
50 zu ermoglichen. 

Das Betatigungselement 74 ist beispielsweise mit dem Stempel 65, gemaR 
den Fig. 4 bis 6 assoziiert, um ein kontrolliertes ablegen des Substrats 2 zu 
ermoglichen. Das Betatigungselement 74 kann aber auch mit einer Substrat- 
Entnahmeeinheit assoziiert sein, um eine freies Abnehmen der Substrate 2, 3 
von dem Stift 50 nach dem Zusammenfugen zu eriauben. 
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Die Erfindung wurde zuvor anhand bevorzugter Ausfuhrungsformen der Erfin- 
dung beschrieben, ohne jedoch darauf beschrankt zu sein. Insbesondere ist 
die Vorrichtung nicht nur dafur einsetzbar. Substrate zur Bildung von DVD's 
5 zusammenzufugen. Die Erfindung ist auch be! einer Vorrichtung zum Be- 
schichten eines optischen Datentrdgers anwendbar, wie sie beispielsweise in 
der auf dieselbe Anmelderin zuruckgehenden, am selben Tag wie die vorlie- 
gende Anmeldung eingereichten Patentanmeldung mit dem Titel "Vorrichtung 
und Verfahren zum Beschichten eines optisch lesbaren Datentragers" be- 
10 schrieben ist. Um Wiederholungen zu vermeiden wird diese Anmeldung zum 
Gegenstand der vorliegenden Anmeldung gemacht. Ferner ist die Vorrichtung 
auch nicht auf das Zusammenfugen von zwei Substraten beschrankt. Viel- 
mehr konnen auch mehrere Substrate entweder sequentiell oder auch im we- 
sentlichen gleichzeitig zusammengefugt werden. 
15 
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PatentansprOche 



1. 



Vorrichtung zum ZusammenfQgen von wenlgstens zwei jeweils ein In- 
nenloch aufweisenden Substraten (2,3), mit einem den Innenlochern der 
Substrate angepaBten Stift (1, 50), der wenigstens zwei radial zum Stift 
(1. 50) bewegbare Nasen aufweist, auf deren geraden AuBenflachen die 
Innenlochkanten der Substrate beim Bewegen der Nasen (10, 51) zum 
Stift (1, 50) hin nach unten gleiten. 



10 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gel<ennzeichnet, daB die Nasen 
(10, 51) die Substrate (2, 3) vor dem Zusammenfugen beabstandet hal- 
ten. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daS der 
15 Stift (1 , 50) ein Zentrierstift ist. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Nasen (10, 51) schwenkbar am Zentrierstift ange- 
bracht sind. 

20 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet 
durch wenigstens eine Vorspanneinheit (12, 56) zum Vorspannen der 
Nasen (10, 51) nach auSen. 

25 6. Vorrichtung nach einem Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Vorspanneinheit wenigstens eine Feder (12, 56) aufweist. 



30 



7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Nasen (10, 51) durch Druckausubung auf die 
Substrate (2, 3) zum Stift (1. 50) hin bewegbar sind. 




12 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet 
durch ein die Nasen (10, 51) radial bewegendes Betatigungselement (13, 
78). 

5 9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Nasen (51) als Hebelarme ausgebildet sind. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 Oder 9, dadurch gekennzeichnet, daR das 
Betatigungselement (78) zwischen die Nasen (51) einfOhrbar ist. 

10 

11. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 8 bis 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Betatigungselement (13, 78) konisch ist. 

12. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 8 bis 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali die Nasen (51) an ihrem zum Betatigungselement (78) 
weisenden Ende abgerundet sind. 

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Vorspannung der Nasen (10, 51) veranderbar ist. 

20 

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet 
durch einen im Stift (1) angeordneten Konus (13), der entgegen einer 

m Vorspannung (15) bewegbar ist. 

25 15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB der Konus 
(13) gegen eine Feder (15) bewegbar Ist. 

16. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 14 oder 15, gekennzeichnet durch 
ein zwischen dem Konus (13) und den Nasen (10) angeordnetes Vor- 
30 spannelement (12). 




17. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 14 bis 16. dadurch gekenn- 
zeichnet, da& die nach auSen gerichtete Vorspannung der Nasen (10) 
Qber eine Bewegung des Konus (13) veranderbar ist. 

5 18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, gekennzeichnet 
durch ein die Nasen (10) nach innen ziehendes Zugelement, mit einer 
Zugkraft, die nicht ausreicht, die normalerweise nach auBen gerichtete 
Vorspannung der Nasen (10) zu Qbenwinden. 

10 19. Vorrichtung nach Anspruch 18. dadurch gekennzeichnet. daQ> die Zug- 




kraft des Zugeiements bei verringerter nach auQen gerichteter Vorspan- 
nung die Nasen (10) nach Innen zieht. 



20. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 18 oder 19 , dadurch gekenn- 
15 zeichnet. dad das Zugelement ein an den Nasen (10) angebrachter Fe- 

derring ist. 

21. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB der Feder- 
ring am Innenumfang der Nasen (10) angeordnet ist. 

20 

22. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche. gekennzeichnet 




durch vier Nasen (10. 51) . 




14 



Zusammenfassung 

Fur eine einfache und kostengunstige Vorrichtung zum Zusammenfugen von 
Substraten, mit der das ZusammenfQgen sicher, genau und mit geringer Aus- 
5 schuSrate moglich ist, gibt die Erfindung eTne Vorrichtung zum ZusammehfQ- 
gen von wenigstens zwei jeweils ein Innenloch aufweisenden Substraten, mit 
einem den Innenlochern der Substrate angepaSten Stift, der wenigstens zwei 
radial zum Stift bewegbare Nasen aufweist, auf deren geraden AuBenflSchen 
die Innenlochkanten der Substrate beim Bewegen der Nasen zum Stift hin 
10 nach unten gleiten, an. 



